1. Depoliarizacijos kompensatorius, apimantis 

struktūruotą poliarizacijos keitiklį (16), kuris yra fazinė plokštelė su erdviškai kintančia dvejopo lūžimo savybe, pagaminta iš skaidrios ir optiškai izotropinės medžiagos, jos tūryje suformuojant bent vieną anizotropinį sluoksnį (21) su įrašytomis dvejopai šviesą laužiančiomis nanogardelėmis, atsirandančiomis dėl savaiminio medžiagos struktūros persitvarkymo paveikus femtosekundiniais tiesiškai poliarizuotos lazerinės spinduliuotės impulsais,

minėta erdviškai kintanti dvejopo lūžimo savybė apima įrašytų nanogardelių skirtingą orientaciją įvairiose minėto keitiklio (16) skerspjūvio padėtyse, todėl daro skirtingą poveikį kertančio lazerinio pluošto lokaliai poliarizacijai,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad 

minėta erdviškai kintanti dvejopo lūžimo savybė įneša fazės vėlinimą tarp dviejų statmenų poliarizacijos komponenčių, kuris yra skirtingas įvairiose lazerinio pluošto, kuris kerta minėtą keitiklį (16), skerspjūvio padėtyse, kur

kiekvienoje lazerinio pluošto skersinėje padėtyje minėtas fazės vėlinimas tarp dviejų statmenų poliarizacijos komponenčių, įgytas pluoštui sklindant per keitiklį (16), yra toks, kad kompensuoja fazės vėlinimą, įgytą pluoštui sklindant per termiškai apkrautą optinį elementą.

2. Depoliarizacijos kompensatorius pagal 1 punktą, 

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad 

erdviškai kintanti dvejopo lūžimo savybė yra pritaikyta kompensuoti šviesos depoliarizaciją, patiriamą termiškai apkrautame cilindriniame lazeriniame strype (1) su radialiniu temperatūros gradientu, kur 

į struktūruotą poliarizacijos keitiklį (16) įrašytų dvejopai šviesą laužiančių nanogardelių orientacija priklauso tik nuo azimutinio kampo keitiklio (16) skerspjūvyje, o fazės vėlinimo vertė priklauso tik nuo radialinio atstumo nuo keitiklio (16) centro.

3. Depoliarizacijos kompensatorius pagal 2 punktą, 

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad 

dvejopai šviesą laužiančių nanogardelių greitosios ašys yra orientuotos pagal tangentinę kryptį keitiklio (16) skerspjūvyje, suformuodamos koncentrinių apskritimų raštą (20), o 

minėto fazės vėlinimo vertės priklausomybė nuo radialinio atstumo nuo keitiklio (16) centro yra parabolinė funkcija (19).

4. Depoliarizacijos kompensatorius pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad 

struktūruotą poliarizacijos keitiklį (16) kertančio lazerinio pluošto bangos ilgis yra lydyto kvarco skaidrumo srityje. 

5. Depoliarizacijos kompensatorius pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad 

minėta skaidri ir optiškai izotropinė medžiaga, iš kurios yra pagamintas struktūruotas poliarizacijos keitiklis (16), yra lydytas kvarcas. 

6. Depoliarizacijos kompensatorius pagal bet kurį iš 1‒4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad 

minėta skaidri ir optiškai izotropinė medžiaga, iš kurios yra pagamintas struktūruotas poliarizacijos keitiklis (16), yra TiO2:SiO2 stiklas, GeO2 stiklas, porėtas SiO2 stiklas, borosilikatinis stiklas, kvarco arba YAG kristalas. 

7. Depoliarizacijos kompensatorius pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad 

struktūruoto poliarizacijos keitiklio (16) lokalios dvejopo lūžimo savybės valdymas yra pasiekiamas parenkant tiesiškai poliarizuotos femtosekundinių impulsų lazerinės spinduliuotės, naudojamos minėtų dvejopai šviesą laužiančių nanogardelių įrašymui, parametrus. 

8. Depoliarizacijos kompensatoriaus pagal bet kurį iš 1‒7 punktų panaudojimas stabilaus lazerinio rezonatoriaus viduje, kompensatorių statant kiek galima arčiau lazerinio strypo (1). 

9. Depoliarizacijos kompensatoriaus pagal bet kurį iš 1‒7 punktų panaudojimas nestabilaus lazerinio rezonatoriaus viduje, kompensatorių statant kiek galima arčiau išvadinio galinio veidrodžio (31). 

10. Depoliarizacijos kompensatoriaus pagal bet kurį iš 1‒7 punktų panaudojimas lazerinėje sistemoje, apimančioje lazerį, pasižymintį nestabilaus rezonatoriaus konfigūracija, kur depoliarizacijos kompensatorius optinėje grandinėje yra patalpinamas už minėto lazerio netoli jo išvadinio veidrodžio (31).

11. Depoliarizacijos kompensatoriaus pagal bet kurį iš 1‒7 punktų panaudojimas lazerinėje sistemoje, apimančioje bent vieną vieno praėjimo arba dviejų praėjimų stiprintuvą.
